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OBJETIVO

» Desenvolvimento e fabricacao de um dispositivo de nanoposicionamento
espacial (x,y,z);

» Atuar por ceramicas piezelétricas de cisalhamento (shearpiezo);
» Operar em condicOes de baixas temperaturas e ultra alto vacuo;
» Utilizar na instrumentacao em microscopia e espectroscopia;

» Montagem de um aparato de calibracao segundo o principio de superposicao
de ondas;



O NANOPOSICIONADOR

Os nanoposicionadores piezelétricos consistem em uma estrutura
mecanica atuado por ceramicas piezelétricas.
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O SHEARPIEZO
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O MOVIMENTO DO NANOPOSICIONADOR
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Em “1” piezo na forma relaxada. Em “A”, é feita um aumento gradual da
tensao entao o piezo se expande.

Em “2” piezo sofrendo deformacao.
Em “B” ocorre uma mudaca rapida de

Em “3” piezo retornando a forma relaxada. tensao, entao o piezo se contral.



CARACTERIZAGCAO POR MICROSCOPIA OTICA
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Imagem do nanoposicionador extraida do microscépio 6tico (100x) - antes da movimentagao
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INTERFEROMETRO DE MICHELSON-MORLEY
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INTERFEROMETRO DE MICHELSON-MORLEY
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RESULTADOS
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(1)Perspectiva base fixa (2)Perspectiva prato de movimentagéao (3)Perspectiva Nanoposcionador montado.



RESULTADOS

Nanoposicionador usinado na oficina mecéanica do CBPF
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(1)Vista superior base fixa (2)Vista superior prato de movimentagao (3)Vista frontal Nanoposicionador montado (4) Perspectiva Nanoposicionador montado
(5) Acoplamento de dois Nanoposicionadores.



RESULTADOS

Nanoposicionador usinado na oficina mecanica do CBPF
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(1)Perspectiva Base fixa Nanoposicionador (2)Perspectiva prato de movimentagdo Nanoposicionador (3)Perspectiva Nanoposcionador montado




RESULTADOS

Nanoposicionador usinado na oficina mecanica do CBPF



CONCLUSAO

* Os modelos ©projetados e  desenvolvidos
apresentam as caracteristicas pesquisadas e sao
capazes de movimentar em escala nanometrica;

* Modelos com angulos nao retos geram maior
dificuldade de usinagem e menor precisao;

« Aprimoramento sistema de calibracao;
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CBPF

Centro Brasileiro de Conselho Nacional de Desenvolvimento
Pesquisas Fisicas Cientifico e Tecnoldgico

OBRIGADO!
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